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　 光 デ ィ ス ク 基 板 に 許 さ れ る 面 ぶ れ の 大 き
さ は 、 い っ そ う 厳 し い 値 が 要 求 さ れ る よ う に な っ て い る 。 こ の 問 題 に 対 応 し て 、 デ ィ ス ク
基 板 の 面 ぶ れ を 正 確 に 測 定 し 、 要 求 に あ っ た デ ィ ス ク 基 板 を 抽 出 す る 必 要 に 迫 ら れ て い る
。

一 方 、 高 NA化 に 伴 い 、 焦 点 深 度 が 浅 く な る た め
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